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ｏｐｔｉｃａｌｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｒｕｓｉｎｇａＭＥＭＳｔｕｎａｂｌｅｂｌａｚｅｄ

ｇｒａｔｉｎｇ［Ｊ］．犑狅狌狉狀犪犾狅犳犔犻犵犺狋狑犪狏犲犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔，２００７，２５

（１０）：３１００３１０７．

［１５］　ＰＡＵＬＳＭ，ＢＲＵＮＮＥＪ，ＷＡＬＬＲＡＢＥＵ，犲狋犪犾．Ａｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ

ｔｕｎａｂｌｅｂｌａｚｅｄｇｒａｔｉｎｇｆｏｒｈｉｇｈｅｎｅｒｇｙｆｅｍｔｏｓｅｃｏｎｄｌａｓｅｒ

ｐｕｌｓｅｓ ［Ｃ ］． ２０１２ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ ｏｎ

ＯｐｔｏｍｅｃｈａｔｒｏｎｉｃＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（ＩＳＯＴ２０１２）．２０１２．

［１６］　ＹＵ Ｙｉｔｉｎｇ，ＹＵＡＮ Ｗｅｉｚｈｅｎｇ，ＷＡＮＧ Ｌａｎｌａｎ，犲狋犪犾．

Ｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌａｎａｌｙｓｉｓａｎｄｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｓｔｕｄｙｏｎｔｈｅｍａｘｉｍｕｍ

ｂｌａｚｅｄａｎｇｌｅｆｏｒ ｍｉｃｒｏｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅｇｒａｔｉｎｇｓ［Ｊ］．犃犮狋犪

犗狆狋犻犮犪犛犻狀犻犮犪，２００８，２８（１１）：２２２０２２２４．
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　　犉狅狌狀犱犪狋犻狅狀犻狋犲犿：ＴｈｅＡｅｒｏｎａｕｔｉｃａｌＳｃｉｅｎｃｅＦｏｕｎｄａｔｉｏｎｏｆＣｈｉｎａ（Ｎｏ．２０１３ＺＣ５３０３６），ｔｈｅＮａｔｉｏｎａｌＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅＦｏｕｎｄａｔｉｏｎｏｆＣｈｉｎａ

（Ｎｏ．５１３７５４００），ｔｈｅＭＯＥＰｒｏｇｒａｍｆｏｒｔｈｅＮｅｗＣｅｎｔｕｒｙＥｘｃｅｌｌｅｎｔＴａｌｅｎｔｓｉｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，ＦｕｎｄａｍｅｎｔａｌＲｅｓｅａｒｃｈＦｕｎｄｓｆｏｒｔｈｅＣｅｎｔｒａｌ

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｉｅｓ（Ｎｏ．３１０２０１４ＪＣ０２０２０５０４），ａｎｄｔｈｅＳｐｅｃｉｆｉｃＰｒｏｊｅｃｔｆｏｒｔｈｅＮａｔｉｏｎａｌＥｘｃｅｌｌｅｎｔＤｏｃｔｏｒｉａｌＤｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎｓ（Ｎｏ．２０１４３０）
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